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平成３０年度後期技能検定「光学機器組立て作業」の実技試験開催
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平成３０年１２月８日(土)、９日（日）、１５日（土）に、港区芝公園の機械振興会館会議室において、平成３０年度後期技能検定「光学機器組立作業」が実施されました。
今回の受験者は、１級　２２名、２級　１３名、合計　３５名となりました。
各社の内訳は次の通りです。
オリンパス㈱　　　　　 １級：　２名　　２級：　７名　　合計：　　９名

キヤノン㈱　　　　　　 １級：　５名　　２級：　０名　　合計：　　５名

㈱トプコン　　　　　 　１級：　０名　　２級：　０名　　合計：　　０名

㈱ニコン　　　　　　 　１級：１２名　　２級：　４名　　合計：　１６名

その他　　　　　　　　　１級：　３名　　２級：　２名　　合計：　　５名

（合　計）　　　　　 　　１級：２２名　　２級：１３名　　合計：　３５名

オリンパス㈱、キヤノン㈱、㈱ニコン、その他３社からの受験者がございました。
木下首席検定委員他４名の検定委員の方々、また各社からご出席頂いた補佐員の方々の多大なるご尽力により、無事終了することができました。この場を借りて、お礼を申し上げます。
また、２０１９年２月に開催予定の実技試験に関する検討会にて、来年度の技能検定試験に向けて万全の準備を進める予定です。尚、器材点検は、２０１９年３月に予定しております。
ＩＳＯ/ＴＣ１７２／ＳＣ１／ＷＧ１／ＷＧ２第三回合同委員会
　
平成３０年１２月６日(木)午後、港区芝公園の機械振興会館会議室にて、平成３０年度ＩＳＯ/ＴＣ１７２/ＳＣ１/ＷＧ１/ＷＧ２第四回合同委員会、ISO/TC172/SC1/WG1委員会、ISO/TC172/SC1/WG2委員会が開催されました。
議題及び議事録は、以下の通りです。
1． 議　題　：　東京国際会議報告等
小山主査、富岡主査より関連ISOの報告を行った。報告の詳細は、小山主査及び富岡主査出張報告書による。
議題及び議事録；
【WG１単独会議】
1 ISO/PWI 14997-2 “Optics and photonics – Machine vision test methods for surface imperfections”（14997（表面欠陥）のマシンビジョン版）
Project leader: Arno Warken（独）→ Daniel Kiefhaber（独）とDave Aikens（米）に交代。　Web会議前に国内委員会の開催が必要。

今後の日程
　　Aikensから事務局へ議論のポイントを送付


2018.9.29

　　Aikensから事務局へWeb会議のための原稿送付

2018.11.15

　　Web会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

2018.12.10 
2 ISO/CD TR 14999-2 "Optics and photonics –Interferometric measurement of optical elements and optical systems –Part2: Measurement and evaluation techniques" 　　　　（干渉計測に対するテクニカルレポート、14999-4と10110-5に関係）
Project leader: Paul Murphy（米）

国際会議直前に配布された資料における米・独のコメントに対する議論。
図中の誤記訂正や、全面が白いZernikeの図には枠線を入れること等が決定。
因みに、”beamsplitter”か”beam splitter”かの表記の議論があり、結局スペース有となった。
今後の日程

　　Langenbachとドイツが図面の訂正                

2018.12.1

   事務局からPLへ上記の訂正をした原稿を送付　　　　　

2019.1.15

   PLから事務局への修正原稿の送付　　   　  　　　　

2019.2.15

   事務局から上記原稿の配布　　 　　　　　　　　　　 　　

2019.3.31

3 ISO/DIS 13653 "Optics and photonics –General optical test methods –Measurement of relative irradiance in the image field”（周辺光量の計測方法）

  Project leader: Axel Krause（独）

　US003（像面照度の測定の言い回し）は、NOTEにおいて詳細な補足を行うことになった。また、US005（アフォーカル系の周辺放射束測定の際の瞳合わせ）は、被検物であるアフォーカル光学系をmoveやswingという表現ではなく、translate（移動）して瞳を合わせる表現になった。
　なお、radiant power（放射束）とradiance（放射輝度）の使い分けについては、上記の場合fluxを測っているので、radiant powerという表現でOKとなった。
　大きな問題は無く、FDISへと進むことが承認された。
今後の日程

    事務局からPLへ最終確認の為の原稿案を送付　　　　　 　
2018.10.31

    PLから事務局への最終原稿の返送　　   　  　　　　　　　  　2018.11.15

    FDISとしての提出　　　 　　 　　　　　　　　　　  　　　 　　　　
2018.12.1

4 ISO/DIS 19962    "Optics and photonics –Spectroscopic measurement methods for integrated scattering by plane parallel optical elenents”（前方散乱計測）

  Project leader: Hiroshi Murotani（日）
　2年前のパリ会議後、正式にSC1WG1所管となったもので、PLの室谷先生から今回の修正について説明があった。審議の結果、次の内容が決まった。
　　・Scopeは書き直す（Collection Angle 2.7°以上というのは入れる）
　　・一部の誤記訂正

　　・残りの時間が少なくなってしまったので、タイムフレームを36カ月から48カ月に延長する
　　・技術的な残りが無ければ、FDISへ進む

今後の日程

    事務局からPLへFDIS原稿案を送付　　　             
2018.10.15

    PLがその原稿をチェックの上事務局へ返送             
2018.11.15

    事務局が原稿提出　　　　                      　　    
2018.12.15

5 ISO/WD 15368 "Optics and photonics –Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements"（平面の反射率、平板の透過率）

  Project leader:Leonard Hanssen（米）
　PLが来れなかった為、Allenが代理で説明を行った。 

　タイムフレームは既に48カ月に延長済の件である。
　事前コメントは日本からのみ。基本的には承諾。
今後の日程

    PLから事務局へ修正原稿を送付　　　　　　　　　    　　
2018.12.31

    事務局からCDとして配布                             
2019.2.1
　　（CD投票締め切り）　　　　　　　　　　　　　　　　　            
（2019.4.1）

6 ISO/XXX 15368-2 "Optics and photonics –title T.B.D.”（分散型分光光度計による平板光学材料の透過率測定）
　Project leader: Akihiro Onishi（日）

　予想通り、15368との棲み分けが焦点となった。各コンテンツ毎に、15368との違いを比較する必要あり。Axel Krauseは、15368を拡張してはどうかとの意見。Allen Krisiloffは、Part2新設に前向き。公式に進める為にはPメンバーの2/3の賛成とエキスパート4カ国が必要だが、ドイツはリソースの都合もあり不参加を表明。
　★その結果、非公式プロジェクトとして15368には無い話をPart2として議論続行となった。
【来年のSR（定期見直し）について】

1 ISO 9358:1994 "Optics and optical instruments –Veiling glare of image forming systems –Definitions and methods of measurement”（ベイリンググレア）
【WG1/WG2合同会議 】
ISO/TC172/SC1/WG1 and WG2 Joint Meeting

1.1. ISO/PWI 10110-16, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 16: Diffractive surfaces”
Targets date:

- Finalize Survey and Draft for SC 1 Circulation

by 2018-11-15
- Survey Circulated




      
by 2018-12-01
- Survey Circulated Feedback Deadline


by 2019-03-15
- Summary of Results for SC 1 Meeting


      
by 2019-04-15
	【概要】

・本規格で扱うDiffractive Surfacesの範囲についての討議がメインで、規格の中身についての討議は無し。 
・たとえば、CGH(Computer Generated Hologram)も入れるべきか？といった議論があり、もしここまで広げるのであれば堀場製作所といったこの素子を扱っている会社にも入ってもらったほうが良いのでは？といった議論が展開された
・更に、Bragg gratings（これは範囲外だろうとの意見であったが）やLiner gratingsについてもPart 16の範囲に入れるべきか?といった議論も。
・結局のところ、SC1レベルで再度Surveyを行うことで方向付け。3年前に逆戻りしてしまった感がある。
【アクション】

・再度Surveyが2019/3/15締め切りで行われる予定であり、このSurveyに対するJISC回答を行う。


【WG2単独会議】
1.2. ISO/FDIS 10110-18 "Optics and optical instruments – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part18: Stress birefringence, bubbles and inclusions, and homogeneity and striae"

	【概要】

・FDIS投票が終わったばかりで(Approvalされた)、各国から出されたCommentsに関するISO CSからの方向付けは現時点で反映されていない状況。直前配布された資料(N749)を使い、各国からのCommentsを関係者で確認した。
・editorialに関するcommentsは特に問題はないので、ISO CSは修正を受け入れるだろうとのYoungworh氏のコメント。ただし、DE、USから出された一部のcomments (US014,DE024等)は修正レベルが大きいので受け入れられないかもとのこと。
【アクション】

特に無し。 約２ヵ月後には、ISO 10110-18:2018として発行される予定。


1.3. ISO/FDIS 10110-14, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 14: Wavefront deformation tolerances"

Targets date:

- Deadline for Members to nominate experts


by 2018-10-18
- Documentation Sent to Experts



by 2018-10-25
- Informal Review Completion


 
　　　　　by 2019-02-25
- Experts Input Summarized for SC 1 Meeting


by 2019-03-28
	【概要】

・FDIS投票済みで既にApprovalされているが、各国からフィードバックされたCommentsをISO CSの最新Observationを確認しながら関係者でレビュー。
・JISCからのCommentsはほぼ受け入れられたが“NOTEをNote 1 to entryへの修正”の件(JP003)はなぜかRejectされた。
・UKからのcomments(UK021、UK030)で、ISO14999-4と記載内容に整合性がないのでは？との指摘があり。ISO10110-5も含めた3つの規格間で、整合性に問題ないかレビューすることとなった。
・整合性レビューのためのExpertsとしてDirk Jahn氏(DE)、Sven Kintoke氏(DE)、Axel Krause氏(DE)、Paul Murphy氏(US)、Peter Packay氏(UK)がノミネートされ、更に各Member Bodyに対してexpert reviewerの追加案内が2018/10/18締め切りで出される予定。
・本レビューに関しては、JISCからexpert reviewerを出す方向で考える。
【アクション】

2018/10/18締切りでexpert reviewerのノミネート案内が来る予定であり、JISCからもexpertを出して本検討に参加する。


1.4. ISO/DIS 10110-1, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 1: General"

Targets date:

- Post St. Gallen Project Leader Revisions to DIN 

by 2018-10-13
- Informal Review Circulation 


 

by 2018-11-01
- Informal Review Completion

 


by 2018-12-11
- FDIS Draft to Secretary




by 2019-01-16
- Manuscript filed with ISO for FDIS Ballot


by 2019-02-27
	【概要】

・DIS Ballotにおいて各国から寄せられたcommentsが129件、そのうちテクニカルのものは36件もある状況。PLが既にacceptしたcommentsは特に討議せず、pendingのものに絞って討議・方向付けを行った。
・UK041、US074で指摘されていた結晶材料を用いた図面における結晶軸の書き方であるが、IEC 60758 Figure 9をそのまま引用することで方向付けされた。
・DEから指摘があった平面の際の記載(DE053)であるが、PLと書く場合にRは書かないことで方向付け(R ∞ or PL と書く)
・FDIS前にも関わらず大幅な修正が必要。このため、今回の修正事項を反映したDraftのinformal reviewを行った上でFDIS Draftの完成度を上げ、FDIS投票を行うこととなった。
【アクション】

・2018/11/1よりInformal reviewが行われる予定であり、JISCとしても注意深くチェックし、修正箇所をフィードバックする。


1.5. ISO/CD 10110-12, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 12: Aspheric surfaces"
Targets date:

- Post St.Gallen Project Leader Revisions to DIN

by 2018-10-30
- Informal Review Circulation



　　　　　by 2018-11-17
- Informal Review Completion



　　　　　by 2019-01-18
- FDIS Draft to DIN Secretary



　　　　　by 2019-02-18
- Manuscript field with ISO for FDIS Ballot


by 2019-03-19
	【概要】

・本件もDIS Ballotにおいて各国から寄せられたcommentsが118件もあり、またテクニカルなcommentsが多く含まれている状況であった。ほぼ丸一日かけて本件の討議を行った。
・JISCからの指摘(JP020)でinvariant with a translationだとtoric面には当てはまらないことを関係者で確認。基本的にinvariant with a translationという文言は消し、テクニカルにおかしくないようにKiontkeさんが文章全体を再考することとなった。
・JISCからの指摘(JP069)で、prolate spheroidとtorusはmathematicallyに変だという指摘についても、このNOTEそのものが無くとも問題ないので、誤解を与えないためにもNOTEを丸ごと削除することで方向付けされた。
・JISCからの指摘(JP078)で、プラス記号を書く必要があるのか？だが、書く必要はないとの結論で方向付け。
・本件もPart1と同じく、FDIS前にも関わらず大幅な修正が必要。このため、今回の修正事項を反映したDraftのinformal reviewを行った上でFDIS Draftを作成し、FDIS投票を行うこととなった。
・ConvenerのYoungworth氏からは、本件でJISCから非常に多くの重要フィードバックをもらっており、informal reviewにおいても重要フィードバックを期待しているとのコメントあり。
【アクション】

・2018/11/17よりinformal reviewが行われる予定であり、JISCとしても注意深くチェックし、修正箇所をフィードバックする。


1.6. ISO/CD 10110-8, "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 8: Surface texture; roughness and waviness"

Targets date:

- Post St.Gallen Project Leader Revisions to DIN

by 2018-10-10
- DIS Ballot





　　　　　by 2018-11-09
- WebEX Meeting




　　　　　by 2019-04-26
- FDIS Draft to secretary




by 2019-05-30
- Manuscript filed with ISO for FDIS Ballot


by 2019-06-30
	【概要】

・事前に行われたinformal review結果及びPLからの回答内容(N757)について、関係者でreviewを行った。
・各国からのcommentsは多くなかったが(計17件)、USとDEからの指摘(US003、DE005)でISO4287:GPSとの整合性を取ることが再度確認された。
・informal review結果を反映した上で、DIS Ballotを行う予定(2018/11/9開始予定)。その後、2019/4/26にWebEX Meetingを持って、DIS Ballotで集まった各国Commentsの方向付けを行い、FDIS Draftに反映させる。
【アクション】

・2018/11/9開始予定のDIS Ballotへの対応を行う。また、2019/4/26に開催されるWebEX meetingに参加してFDIS Draftの完成度を上げる。


下請取引の適正化について

　　　　　　　　　　　　　　　（２０１８１０２６中第１号）



　　　（公取企内８７号）
平成３０年１１月２７日付で、当協会会長宛に、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長より、「下請取引の適正化について」を受領いたしました。

（内容小略）
平成３０年１０月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル
カメラ
	259,764
(0.79)
	13,893
(0.92)
	383,786
(0.73)
	315,125
(0.81)
	15,149
(0.89)
	340,653
(0.70)
	249,262
(1.45)

	フィルム

カメラ
	8,838
(1.16)
	8,376
(1.08)
	6,805
(1.15)
	7,451
(1.04)
	7,444
(1.04)
	7,311
(1.20)
	9,404
(0.88)

	交換レンズ


	263,254
(1.02)
	14,655
(1.04)
	182,461
(0.97)
	384,282
(0.92)
	16,569
(0.96)
	51,669
(1.35)
	488,933
(1.00)

	光学・精密
測定機
	33,777
(1.23)
	6,550
 (1.17)
	-
	30,026
(1.19)
	6,503
(1.25)
	-
	30,534
(1.12)

	光分析機器

	14,267
(0.84)
	 20,386
(1.14)
	-
	14,211
(0.85)
	19,809
(1.15)
	-
	7,910
(1.07)

	測量機


	5,671
(1.31)
	1,042
(1.33)
	-
	8,486
(1.00)
	1,249
(0.93)
	-
	9.961
(2.05)

	合　計


	  -    

	64,902
(1.06)
	-
	-

	66,723
(1.02)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの　
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